Zadanie VIII

LASER

Wymagany parametr

L.p. PARAMETR / WARUNEK WYMAGANY . Parametr oferowany
graniczny
1. | Laser okulistyczny do laseroterapii siatkowki TAK
2 |Klasa lasera Laser klasy IV
3 | Zrédlo laserowe Laser §wiattowodowy
4. | Dlugos¢ fali lasera 577 nm
5. | Zakres regulacji mocy wyjsciowej lasera 50-2000mW
6. | Moc max. lasera min. 2 W TAK, podac
7 | Chtodzenie lasera w postaci termoelektrycznej, TAK, poda¢

p6tprzewodnikowej pompy ciepta (ogniwo Peltier’a)

8 |Laserowy , wbudowany filtr bezpieczenstwa Pelne filtrowanie:
L5@577 nm
9 | Wiazka celujaca: Laser diodowy klasy II o dlugosci fali TAK
635 nm i mocy ponizej 1 mW, regulowana w sposéb
ciagly
10 | Wielko$¢ ogniska w trybie pojedynczym 50 — 400 pm
11 | Wielko$¢ ogniska w trybie wieloogniskowym 100 — 400 ym
Czas trwania emisji wiazki laserowe;j
13 | Tryb pojedynczego ogniska 0,01s — 45s
14 | Tryb wieloogniskowy 0,01s — 0,05s
15 | Tryb podprogowy 0,02s - 0,3s
16 | Regulacja odstgpu czasowego migdzy impulsami 0,1s—1s
17 | Zakres regulacji cyklu pracy w trybie podprogowym 5% - 100% co 1%
18 | Czas trwania impulsu w trybie podprogowym 0,1ms — 1ms
19 | Czas trwania przerwy w trybie podprogowym 0,3ms — 10ms
Wzory laserowania w trybie wieloogniskowym
20 | Kwadrat regulowany w zakresie: 2x2 / 3x3/ 4x4/ 5x5 TAK, poda¢
ognisk laserowych
21 | Koto o promieniu regulowanym w zakresie: 800um — TAK, poda¢
1700 pm
22 | Potréjny tuk regulowany w zakresie: 1,2,3/ 2,3,4/ 3,4,5/ TAK, poda¢
4,5,6/ 5,6, 7 ognisk laserowych
23 | Siatka plamki zéltej z polem niepoddawanym zabiegowi o TAK, poda¢
promieniu statym 1000um
24 | Odlegtos¢ miedzy ogniskami regulowana w zakresie: TAK, poda¢
0/0,25/0,5/0,75/1/1,5/2 x wielko$¢ ogniska
Wzory laserowania w trybie podprogowym
25 | Kwadrat regulowany w zakresie: 2x2 / 3x3/ 4x4/ 5x5/ TAK, poda¢
6x6/ 7x7/ 8x8 ognisk laserowych
26 | Siatka plamki zéttej z polem niepoddawanym zabiegowi o TAK, poda¢
promieniu regulowanym od 100 pm - 1000um
27 | Odlegtos¢ miedzy ogniskami regulowana w zakresie: TAK, poda¢

0/0,25/0,5/0,75/1/1,5/2 x wielko$¢ ogniska




Zadanie VIII

Lampa szczelinowa

28 | Mikroskop Galileusza, zbiezny binokularowy Tak, podaé

29 | System ustawien powigkszen: Kotowy pieciopozycyjny Tak, podaé

30 | Okular 12,5 x Tak, poda¢

31 | Catkowite powickszenie 6x/ 10x/ 16 x/ 25x/ 40x Tak, poda¢

32 |Dystans miedzy zrenicami regulowany w zakresie 48,5 Tak, podaé
mm — 80 mm

33 | Minimalna szeroko$¢ szczeliny 0,2 mm Tak, poda¢

34 | Wysoko$¢ szczeliny regulowana w zakresie od 1mm — 12 Tak, podaé
mm

35 |Rotacja szczeliny + 90° Tak, poda¢

36 |Filtry: niebieski/ zielony(bezczerwienny)/ szary/czerwony Tak, podaé

37 | O$wietlenie szczeliny typu LED Tak, podaé

Sterowanie

38 |Zintegrowany komputer sterujacy z  kolorowym, Tak
dotykowym ekranem, pozwalajacy na bezposredni wybor
funkcji laserowania

39 |Bezprzewodowy jojstick do regulacji parametréw Tak
wzoréw skanowania

40 | Przewodowy, programowalny sterownik nozny Tak

41 | Wbudowana baza soczewek kontaktowych z mozliwoscia Tak
dodawania i usuwania soczewek

42 | Funkcja pozwalajaca na dokofczenie przerwanego przez Tak
uzytkownika wzoru laserowania

43 | Funkcja pozwalajaca na generowanie raportéw z badania i Tak
eksport na zewnetrzny no$nik danych poprzez ztacze USB
lub wydruk

44 | Wylacznik awaryjny pozwalajacy na blokade wszystkich Tak
funkcji lasera

45 | Wiaczanie i wylaczanie lasera za pomocg przefacznika Tak
kluczykowego

46 | Elektrycznie regulowana podstawa jezdna pod urzadzenie Tak

47 | Komplet soczewek do laseroterapii: 2x 3-lustro z Tak
powtoka do fkl, 2x soczewka 90D z filtrem, soczewka
area centralis, panfundoskopowa, soczewka 20D z filtrem

48 | Taboret z regulacja wysokosci na stopkach dla Tak
pacjenta i taboret z regulacja wysokosci na kétkach
dla operatora




Zadanie VIII

LASER DIODOWY (YAG+SLT)

Wymagany parametr

L.p. PARAMETR / WARUNEK WYMAGANY graniczny Parametr oferowany
1. |Laser okulistyczny do laseroterapii siatkoéwki TAK
2 |Klasa lasera Laser klasy IV
3 | Zrédto laserowe Laser $wiattowodowy
4. | Dlugos¢ fali lasera 577 nm
5. | Zakres regulacji mocy wyjsciowej lasera 50-2000mW
6. | Moc max. lasera min. 2 W TAK, poda¢
7 | Chlodzenie lasera w postaci termoelektrycznej, TAK, poda¢

potprzewodnikowej pompy ciepta (ogniwo Peltier’a)

8 |Laserowy , wbudowany filtr bezpieczenstwa Pelne filtrowanie:
L5@577 nm
9 | Wiazka celujaca: Laser diodowy klasy II o dlugosci fali TAK
635 nm i mocy ponizej 1 mW, regulowana w sposéb
ciagly
10 | Wielko$¢ ogniska w trybie pojedynczym 50 — 400 pm
11 | Wielko$¢ ogniska w trybie wieloogniskowym 100 — 400 um
Czas trwania emisji wiazki laserowe;j
13 | Tryb pojedynczego ogniska 0,01s — 45s
14 | Tryb wieloogniskowy 0,01s — 0,05s
15 | Tryb podprogowy 0,02s - 0,3s
16 | Regulacja odstepu czasowego mi¢dzy impulsami 0,1s—1s
17 | Zakres regulacji cyklu pracy w trybie podprogowym 5% - 100%
18 | Czas trwania impulsu w trybie podprogowym 0,1ms — 1s
19 | Czas trwania przerwy w trybie podprogowym 0,3ms — 10ms
Wzory laserowania w trybie wieloogniskowym
20 | Kwadrat regulowany w zakresie: 2x2 / 3x3/ 4x4/ 5x5 TAK, poda¢
ognisk laserowych
21 | Koto o prpmieniu regulowanym w zakresie: 800um — TAK, poda¢
1700 ym
22 |Potrojny tuk regulowany w zakresie: 1,2,3/ 2,3,4/ 3,4,5/ TAK, poda¢
4,5,6/ 5,6, 7 ognisk laserowych
23 | Siatka plamki Z6ttej z polem niepoddawanym zabiegowi o TAK, poda¢
promieniu statym 1000pm
24 | Odlegto$¢ miedzy ogniskami regulowana w zakresie: TAK, poda¢
0/0,25/0,5/0,75/1/1,5/2 x wielko$¢ ogniska
Wzory laserowania w trybie podprogowym
25 |Kwadrat regulowany w zakresie: 2x2 / 3x3/ 4x4/ 5x5/ TAK, poda¢
6x6/ 7x7/ 8x8 ognisk laserowych
26 | Siatka plamki z6ttej z polem niepoddawanym zabiegowi o TAK, poda¢
promieniu regulowanym od 100 pm - 1000pm
27 | Odlegto$¢ miedzy ogniskami regulowana w zakresie: TAK, poda¢

0/0,25/0,5/0,75/1/1,5/2 x wielko$¢ ogniska

Lampa szczelinowa




Zadanie VIII

28 | Mikroskop Galileusza, zbiezny binokularowy Tak, poda¢

29 | System ustawien powigkszen: Kolowy pigciopozycyjny Tak, poda¢

30 |Okular 12,5 x Tak, podaé

31 | Catkowite powigkszenie 6x/ 10x/ 16 x/ 25x/ 40x Tak, podaé

32 |Dystans miedzy zZrenicami regulowany w zakresie 48,5 Tak, poda¢
mm — 80 mm

33 | Szeroko$¢ szczeliny min.0,3 mm Tak, poda¢

34 | Wysoko$¢ szczeliny regulowana min. od Imm — 12 mm Tak, poda¢

35 |Rotacja szczeliny + 90° Tak, podaé

36 | Filtry: niebieski/ zielony(bezczerwienny)/ czerwony Tak, podaé

37 | Oswietlenie szczeliny typu LED Tak, poda¢

Sterowanie

38 |Zintegrowany komputer sterujacy z  kolorowym, Tak
dotykowym ekranem, pozwalajacy na bezposredni wybor
funkcji laserowania

39 |Bezprzewodowy jojstick do regulacji parametrow Tak
wzoréw skanowania

40 | Przewodowy, programowalny sterownik nozny Tak

41 | Wbudowana baza soczewek kontaktowych z mozliwoscia Tak
dodawania i usuwania soczewek

42 | Funkcja pozwalajaca na dokonczenie przerwanego przez Tak
uzytkownika wzoru laserowania

43 | Funkcja pozwalajaca na generowanie raportéw z badania i Tak
eksport na zewnetrzny nosnik danych poprzez ztacze USB
lub wydruk

44 | Wylacznik awaryjny pozwalajacy na blokade wszystkich Tak
funkcji lasera

45 | Wiaczeanie i wylagczanie lasera za pomoca przetacznika Tak
kluczykowego

46 | Elektrycznie regulowana podstawa jezdna pod urzadzenie Tak

Warunki gwarancji

47 |24 — miesieczna gwarancja na urzadzenie Tak

48 | 60 — miesieczna gwarancja na zrédto laserowe Tak

YAG/SLT

Modul YAG

Klasa lasera Klasa IIIb (3B) Tak

Zrédto laserowe Q-Switched Tak

Nd:YAG
Dtugos¢ fali 1064 nm Tak
Regulacja energii 0,3mJ - 10mJ Tak
regulowana




Zadanie VIII

bezstopniowo
Maksymalna energia 30mJ w Tak
potréjnym
pulsie
Czas trwania pulsu 4 ns Tak
Ustawienia pulsu 1/2/3 pulsy na Tak
strzat z
odstepem 20
mikrosekund
Tryb powtarzania 2.0Hzw Tak
pojedynczym
pulsie
Wielkosc ogniska 10 mikronéw Tak
w powietrzu
8 mikronéw
FWHM
Przesuniecie ogniskowania -150 um /0 Tak
(30 um) / +150
um
Rozbieznos¢ wiazki 16 stopni Tak
Laserowy filtr bezpieczenstwa Catkowita Tak
filtracja OD
5@ 1064 nm
Nominalne promieniowanie optyczne 7,8 m Tak
Modut SLT
Klasa lasera Klasa IIIb (3B) Tak
Zrédto laserowe Q-Switched Tak
zdwojonej
czestotliwosci
Nd:YAG
Dtugos¢ fali 532 nm Tak
Regulacja energii 0,3mJ—-2mJ Tak
regulowana
bezstopniowo
Czas trwania pulsu 4 ns Tak
Maksymalna czestotliwos$¢ powtarzania | 2,5 Hz Tak
Wielkos¢ ogniska 400 mikronoéw Tak
Rozbieznos$¢ wigzki < 3 stopnie Tak
Laserowy filtr bezpieczenstwa Catkowita Tak
filtracja OD
5@ 532 nm
Nominalne promieniowanie optyczne 193 m Tak
Wiazka celujaca
Klasa lasera Tak Tak
Zrédto laserowe Laser diodowy Tak
Dtugos¢ fali 635 £10nm Tak
Moc wyjsciowa <ImW, Tak
regulowana

plynnie




Zadanie VIII

Uzycie Ciagta fala Tak
CW
Lampa szczelinowa
Typ mikroskopu Stereoskopowy Tak
zbiezny
mikroskop
Galileusza
Soczewka obiektywu 1,25x Tak
Soczewka okularu 125xz Tak
regulacja
dioptrii + 5D
Calkowite powigkszenie 16x Tak
System ustawien powiekszen 3 pozycyjny Tak
Regulacja dystansu mi¢dzy Zrenicami 48,5 mm — 80 Tak
mm
Dystans wertykalnej regulacji 70mm Tak
podbrodka
Regulacja szczeliny 0— 14 mm Tak
Rotacja szczeliny 180 stopni Tak
Podswietlone pole widzenia 0,2mm/5,5 Tak
mm /9 mm/
14 mm
Kat o$wietlenia 180 stopni w Tak
ptaszczyznie
horyzontalnej
Filtry Kobaltowy- Tak
niebieski
Oswietlacz LED, 6V, 20W Tak
Sterowanie
Panel kontrolny zintegrowany w Tak
korpusie lasera i lampy szczelinowej
Wyswietlacz informujacy o trybie pracy Tak
lasera przez zmiang koloru
podswietlenia
Kluczykowy trzypozycyjny przetacznik Tak
umozliwiajacy wylaczenie lasera oraz
wigczenie w tryb YAG lub SLT

(podpis wykonawcy)




